e-bulten

Vaksis Vakum Sistemleri Bulteni
Yil: 4, Sayi: 9, Mart 2014

W@\‘i CV@
KAPLAMA SISTEMLERI

www.vaksis.com

* PVD: Physical Vapor Deposition
* CVD: Chemical Vapor Deposition
* DLC: Diamond Like Carbon
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Elmas Benzeri Karbon (DLC) Kaplamalar

Karbon kristali dogada ¢ok sayida farkli allotropik yapiya sahip
olmakla birlikte i¢lerinde en ¢ok bilinenleri elmas ve grafit yapi-
landir. Bu iki yap1 bir¢ok bakimdan birbirlerinden farklilik goste-
rir. Elmas, bilinen en sert malzemedir, elektriksel olarak yalitkan-
dir termal olarak bakirdan daha iyi iletkendir ve saf hali renksizdir.
Katkilandiginda genis bant aralikli yan iletken olarak da kullamla-
bilir. Grafit ise, elmasin aksine, elekiriksel iletkenlige sahip olan,
yumusak ve siyah renkli bir malzemedir.

Elmas, karbonun oksijensiz ortamda ¢ok yiiksek sicaklik ve basinca
maruz birakilmasi1 durumunda olusur; dolayisiyla, sentezi ¢ok zor-
dur. Ancak parametrelerin uygun se¢imi ve gelismis teknikler yar-
dimuyla bu tiir termodinamik kisitlamanin iistesinden gelinerek el-
mas filmlerinin sentezlenmesi de miimkiindiir. Bu sentezleme sira-
sinda dahi proses sicakligi 3000°C olup, alttasin sicaklig1 da yak-
lasik 1000°C’dir. Bir ¢ok alttas malzemesi igin bu sicaklik ¢ok
yiilksek kaldig: i¢in bilim insanlan elmasa yakin 6zelliklerde fakat
daha diigiik alttas sicakliklarinda biiyiitebilecekleri karbon filmler
iizerinde ¢aligmalar yapmaktadirlar. Bu tiir karbon filmler “Elmas
Benzeri Karbon" (diamond-like carbon: DLC) olarak tanimlanir.

DLC filmlerinin sahip oldugu ozellikler (sertlikleri, siirtiinme kat-
sayilar, yiizey etkilesimleri, elektriksel ve optik 6zellikleri, vb),

iiretim yontemlerine ve parametrelerine bagli olarak genis bir yel-
pazede degisim gostermektedir. Dolayisiyla sahip oldugu 6zellik-
lere bagh olarak uygulama alanlan da genislemektedir.

DLC kaplamalar: protez (implant) malzemesi olarak tipta, kuru
yaglayici olarak hareketli pargalarda, koruyucu kaplama olarak
optik merceklerde, Si giines enerjisi hiicrelerinin yansima kayipla-
rin1 azaltmak igin foto-voltaj (giines pili) sektoriinde, elektrik dev-
relerinde, kesici takim uygulamalarinda ve agin yiikler altinda ca-
lisan makina parg¢alarinda yaygin olarak kullanilmaktadir.

Vaksis, DLC filmlerin iiretildigi ince film kaplama sistemini (s.3)
ticari olarak tiretmis ve satmistir. Bu konuda siz miisterilerinden
gelecek olan talepleri de karbon kaplamalar konusundaki 24 yillik
tecriibbemize dayanarak ¢ozecegimizden hi¢ kuskumuz yoktur.
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yeni Uriin
CVD-handy/PECVD

Plazma Destekli Kimyasal Buharla Biriktirme Y&ntemiyle
Ince Film Kaplama Sistemi

Sistem kapasitif akuple seklindeki PECVD
teknigi ile elmas benzeri karbon (DLC)
filmleri dairesel plaka alttaslar Uzerinde
hazirlayabilmektedir.

Alttas tutucu, 4 in¢ capindaki numuneyi
veya daha kugik boyutlu, belirgin sekli
bulunmayan numuneleri tutabilmektedir.
Alttas en az 350°C ye kadar isitabilir.

Sistem 5x107 Torr vakum seviyesine E
inmektedir. Basing élcimu bir adet soguk katod ve
bir adet pirani basing dlcerleri ile yapiimaktadir.
Ayrica sistemde dért adet kitle akis kontrol (MFC)
elemani bulunmaktadir.

Tum vakum parametreleri ve kullanma operasyonlari
(vakum altina alma, atmosferik basinca getirme, alttag
plazma temizligi ve kaplama yapma gibi operasyonlar)
bilgisayar Uizerinde yapilabilmektedir. Plazma temizligi
ve kaplama operasyonlari ise ayrica “operasyon ve
kontrol” yazilimi iginde bulunan regete Uzerinden de
yapilabilir. Regeteler sistem bilgisayarinda kayit altina
alinabilir ve istenildiginde yeniden kullanilabilir veya
icerikleri dizenlenebilir.
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etkinlikler

International Semiconductor Science & Technology
Conference ISSTC2014 (13-15 Ocak 2014)

hito:/www.isstc2014.org/

Uluslararasi Yariiletken Bilimi ve Teknolojisi Konferansi (ISSTC)
Istanbul Medeniyet Universitesi tarafindan Istanbul'da
duzenlenmigtir.

VAKSIS etkinlige katiimei ve sponsor olarak destek vermis,
etkinlik boyunca VAKSIS urtinleri hakkinda detayh bilgi
aktarmigtr.

International Winterschool on Bioelectronics
Tirol, Avusturya (22 Subat - 1 Mart 2014)

hitp://www.jku.al/conferences/content/e216103

Avusturya Johannes Kepler Universitesi'nin diizenledigi
Uluslararasi Bioelektronik Kig Okulu, 22 Subat - 1 Mart 2014
tarihleri arasinda Tirol, Avusturya'da gergeklestirilmistir.

VAKSIS, etkinlige ana sponsor olarak destek vermis, etkinlik
boyunca ilgili katiimeilarla bulusmustur.
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Fatelbocaktarni...

International Workshop for Flexible Bio- and Organic
Printed Electronics (1-3 Mayis 2014)

hito://iwoboe2014.wix.com/iwoboe2014

Selguk Universitesi tarafindan diizenlenen “International
Workshop for Flexible Bio- and Organic Printed Electronics”
Konya Rixos Otel&Toplanti Merkezi'nde gergeklestirilecekiir.

Etkinlige, VAKSIS katiimei ve sponsor olarak destek verecekir.

~ €mrs SPRINK
E-MRS 2014 Spring Meeting - MEETING 2014
Lille, Fransa (27-29 Mayis 2014) e A e e

htto://www.emrs-strasbourg.comyindex.php ¢ Ali fol P{PERS

ot akbwtract submissinn: lansary 16% 014

European Materials Research Socicety (E-MRS)'in en buyuk
toplantisi olacak olan bu yilki bahar toplanti Lille, Fransa'da
gerceklestirilecektir.

VAKSIS, organizasyonda katiimei olarak yer alacaktir.

Arcotel

15th Joint Vacuum Conference Koisorwasssrss” SIS
Viyana, Avusturya (15-20 Haziran 2014) '

hitp://www.iap.tuwien.ac.al/jvc 15/

June 15-20, 2014
Vienna, Austria

Vakum ile ilgili tim alanlan kapsayan konferansin onbesincisi " I
bu yil Viyana, Avusturya'da gerceklestirilecektir.

VAKSIS organizasyonda katiimei olarak yer alacaktir.
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